JEOL JEM-200CX 管理規則
使用資格
1、 僅開放材料系碩博士班學生。
2、 修過電子顯微鏡原理課程“及格”之研究生。
3、 累積見習時數達5小時熟悉操作者，並由管理員考核通過者。
預約規範
1、 具有自行操作資格者才可預約。
2、 開放時間為星期一至五早上9:00 ~ 下午 5:00。
3、 預約方式採填寫式，以實驗室為單位一次一個時段，使用完畢才可進行下次預約。當月預約時段表張貼於M301門口。
樣品規範
1、 待測樣品應具適當、足夠機械性質。
2、 低熔點材料如：銦、錫等，會產生相變及蒸鍍效應，拒絕使用。
3、 電子束照射下會分解或釋出氣體之樣品，有影響真空造成汙染之虞，拒絕使用。
4、 具強磁、磁性、易被電磁透鏡吸引或未固定好之粉末型式樣品或材料，拒絕使用。
5、 未經正確處理或充分乾燥之樣品拒絕使用。
儀器訓練
1、 每學期儀器管理員公告儀器訓練時間，訓練課程時間視情況另外通知。
2、 有執照者有義務訓練所屬實驗室其他成員的責任以傳承。
3、 見習5小時以上者，確認已熟悉操作流程，可與儀器管理員進行鑑定考試，合格者可即可取得執照。
鑑定考試
1、 鑑定考試包含操作考試與口試兩部分，考試時間為30分鐘為主。
2、 操作考：包括放置/抽換試片、alignment、拍攝明視野及選區繞射圖和裝/取底片。
3、 口試：包含儀器基本原理、試片觀察流程以及緊急狀況發生時，該如何處理等項目。
4、 通過鑑定考試的同學可取得執照。
使用者之義務
1、 使用儀器前後請確實填寫使用記錄簿，確認儀器無異常狀況才使用。若在操作過程中發生異常狀況，如跳電流、跳電壓、燈絲燒斷等，請確實填寫於記錄簿中。
2、 使用結束後，請將儀器調回原先狀況：Mag. 1K、aperture完全拉出、燈絲電流歸零、加速電壓歸零、 HV operation off。
3、 在照相完成後，確實清點底片IP數並請盡快歸還底片IP，以免造成下一使用者的困擾。
4、 以上規則請確實遵行，如因“個人疏失”造成儀器無法正常使用，得視情況禁用儀器兩週至一個月，嚴重者知會其指導教授並取消其使用資格，且不得再行恢復使用資格。
管理員：陳廷軒  M301

